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플라즈마 토치는 플라즈마를 노즐상의 전극으로부터 고속고온의 제트로서 분사시키는 형식으로 나

노분말 제조시 공정조건에 따라 나노분말의 입자크기 및 분포의 제어가 가능하다.  본 연구에서 사용

된 비이송식 직류 플라즈마는 아크발생이 간단하며, 안정된 플라즈마 형성이 용이한 특징을 가지고 

있기에 직류 플라즈마 토치의 비이송식 방식을 사용하였다. 또한 나노입자형성에 영향을 미치는 가

스유량, 가스주입 속도등의 파라미터 이외의 원료재료의 주입위치에 따라 나노분말의 Size 및 나노

분말의 분포양상, 나노분말의 특성에 영향을 미칠 수 있기 때문에 다양한 원료주입위치의 변화를 주

어 이에 따른 각각의 변화들을 살펴보았다. 위에서 언급한 다양한 원료주입위치는 플라즈마토치 입

구에서의 주입관 설치, 플라즈마 발생시 토치 입구부분에 원료재료주입관을 외부에서 내부로의 주

입, 토치입구에서 수직 또는 각도 변화를 주어 이에 따른 각각의 나노입자 특성 변화 실험을 수행하

였다.   

※ 본 연구는 교육인적자원부와 산업자원부의 출연금 및 보조금으로 수행한 산학협력중심대학육성

사업의 일환으로 수행되었습니다. 




